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Este invento Se reflere a un sistema perfec-~
cionado de lentes de proyeccidn, y mds especlalmente a
un sistema perfeccionado de lentes de proyeccidn para
u30 en los proyectores de microfotograr{as y aparatos

Se analogos.

En los proyectores de microfotografias del
tipo hasta ahora empleado, ha sido precisoc utilizar lam-
paras de consumo elevado para obtemer um brillo suficien
te en 1g pantalla, a causa del escaso poder de concentra

io. eidn de la luz que presentan las lentes de trensmisién
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bien corregidas, g¢ue se han empleado. El calor engendrado

por estas lémparas, ha tenido que disiparse, con objeto
de evitar el reblandecimiento de la pelicula, por medios
tales como sistemas de refrigeracidn por agua y la inser-
cidén de cristales para la absorcidn del calor.

Este invento tiene como uno de sus obJjetos pro-
porcionar un sistema perfeccionado de lentes de proyeceidn
dotado de un gran poder de concentracidn della luz, que
evite la necesidad de las lémparas de gran consumo y, por
lo tanto, la precisidn de medios de refrigeracidn compli-
cados. Tiene también el ulterior objeto de proporcionar
un sistema de lentes de proyeccidn de poco peso.

De acuerdo con este invento, estos objetos se
consiguen con la disposicidn de un sistema de lentes de
proyeccidn que comprende, en combinacidén, un espejo cdn-
cavo, una lente céncavo—convexa en la que los centros de
curvatura de las dos superficies de la misma coinciden
aproximadameﬁte con el centro de curvatura del espejo
cdncavo citado, una placa Schmidt situada aproximadamen-
te en este centrovcomﬁn de curvatura, y una lente de igus
laeidn del campo, situade aproximadamente en el foco &p-
tico del sistema citado, constituido por una lente cdneca
vo-gonvexa, un espejo cdncavo y una placa Schmidt.

El espejo edncavo puede ser, por ejemplo, un

espejo esférico de superficie plateada, o el llamado es-

-pejo Mangin. Si se desea, cuaslesquiera de las superficies

dpticas, ademis de las de la placa Schmidt, en el aparato
a que este invento se refiere, pueden no ser esféricas,
con objeto de mejorar la definicidn o precisidn de la

imasgen proyectada.
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Pare iluminar convenientemente el objeto {(por

ejemplo una microfotografia) puede ser conveniente incor
porar al sistema dptico ﬁn espe jo plano para hacer exte-
rior al sistema el punto focal del mismo, es decir, que
en este caso el sistema se transforma en lo que se deno-
ming sistema de espejos "de paso recto™.

Ias lentes y espejos empleados en el aparato
de este invento, pueden construirse de cualquier mate-
rial adecuado, tal como cristal o resinas sintéticas,por
ejemplo metacrilato polimet{lico o poliestireno.

En el dibujo adjunto se representa un e jemplo
del sistema de lentes de proyeccidn, de acuerdo con este
invento, en el que, L es una ldmina Sptica cuya superfi-
cie 8; es el plano del objeto; M es una 1ent$ de iguala-
cibén del campo, N es un espejo anular cdncavo, O es un

espejo anular plano cuya superficie SZ esta plateada, P

- es una lente c¢dncavo-convexa con los centros de curvatu-

ra de sus dos superficies‘coincidentes con el centro de
curvatura del espejo N, Q es una placa refractora "figu-
rada", cuya superficie 85 no es esrérica,‘situada aproxi-

madamente en sl centro de curvatura del espesjo N, ¥ R es

el plano de la imagens

En una disposicidn distinta, la lente concavo-
convexa estd situada en el lado opuesto de la placa refrsag
tora "figurada® con respecto al espejo cdncavo.

' El'sistema de este invento puede tener aber-
turas muy grandes, por ejsmplo, del orden de £/0,8 y puede
conseguirse fdcilmente una iluminecidén satisfactoria em-
pleando lémparas de unos 24 watios. sdemis, a causa del

poco peso del sistema a gque este invento se refiere, ¥
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debido a la cantidad de corriente relativamente pequeila

.que congumen las ldmparas de bajo watiaje que pueden em~

plearse, estos sistemas son especialmente dtiles en los
proyactores portétiles, tales como los proyectores por-
tétiles para miecrofotograf{as y pueden por ejemplo hacer-
se funcionar con facilidad empleando lamparas alimentadas
con la corriente de una baterfa de automdvil.

- NOT A -

Habiendo ya descrifo.ampliamente la naturaleza
del invento, asf{ como la manera de llevarlo a cabo en la
préctica, se hace constar que las disposiciones anterior-
mente descritas son susceptibles de ligeras modificacio-
nes de detalle sin que por ello se altere el principio
fundemental del invento. También se hace constar que di-
cho invento se refiere a una Patente presentada en Ingla-~
terra, con fecha 5 de Mayo de 1947, bajo el N2 12.061,
acogliéndose por lo tanto a los beneficios quevconceden
los Convenios Internacionales sn vigor, siendo lo que
constituye la esencia de dicho invento y por lo que se
solicita Patente de Invencidén por veinte afios en Espaiia:
"Perfeccionamientos en los sistemas dpticos"™; caracteri=-
zéndose por lo sigulente:

12 - Perfeccionamientos en los sistemas Jdpti-
cos, que inciuyen un sistema de lentes de proyeccidn que
comprende, en combinacidn, un espejo céneavo, una lente
cdncavo=-convexs en la que los centros de curvatura de las
dos superficles de la misma coinciden aproximadamente con
el centro de curvatura del espejo citado, una place Schmidt
situada aproximadamente en este centro comin de curvatura,

v una lente de igualacidén del campo situada aproximadamen-
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e
te an el foco dptico de dicho sistema, constituido por
una lente cdncavo-convexa, un espejo c¢dncavo y una pla-
ca Schmidt.

22 - Perfeccionamieptos en los sistemas Op-
ticos, que incluyen un sistema de lentes de proyeccidn,
seglin lo especificado en la reivindicacidén 1, en el que
los centros de curvatura del esbejo cdnecavo citado y de
la lente cdéncavo~-convexa mencionada, coinciden exacta-
mente.

3% - Perfeccionamientos en los sistemas Op-
ticos, que incluyen un sistema de lentes de proyeccién,
sezgin lo especificado en cualquiera de las reivindica-
giones anteriores, en el que el espejo cénecavo citado es
un espejo esférico, de superficie platsada. |

42 - Perfeccionamientos en los sistemas Spti-
cos, que incluyen un sistema de lentes de proyeccidn,
segiin lo especificado en cualquiera de las reivindicacig
nes 1 & 2, en el que el espejo cdnecavo e¢itado es un es-
pejo iangin,.

5¢ - Perfeccionamientos en los sistemas ép~
ticos, que inéluyen un sistema de lantes de proyeccién,
segin lo egpecificado en cualquiera de las reivindicacio
nes anteriores, en el-que una o mds de las superficies
épticas, edemlds de las de la placa Schmidt, no son esfé-
ricas.

62 - Perfeccionamientos en los sistemas dp=-
ticos, que incluyen un sistema de lentes de proyeccidn,
segin lo especificedo en cualquiera de las reivindicacio-
nes anteriores, al que se incorpora un espejo plano para

hacer exterior al sistema el punto focal del mismo,



7¢ - Perfecclonamientos en los sistemas &p-
ticos, que incluyen un sistema de lentes de proyesccidn,
p:éoticamente tal como se ha descrito con referencia
especial al dibujo adjunto.

135. 82 - perfeccionamientos en los sistemas ép-
ticos, tal y como queda substancialmente descrito en
la presente lMemoria y representado en el dibujo que se
acompafia ..

kEs’ta Memoria consta de seis hojas sscritas =

140. méquina por una sola cara.
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